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Zatacznik nr 1 do SWZ - OPZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

sprzedaz, dostawa, instalacja oraz uruchomienie zestawu dwdch fabrycznie nowych
mikroskopdw elektronowych wraz z adaptacjg pomieszczenia

Przedmiotem zamdwienia jest sprzedaz, dostawa, instalacja oraz uruchomienie zestawu dwdch fa-
brycznie nowych mikroskopdéw elektronowych wraz z adaptacjg pomieszczenia — mikroskop elektro-
nowy typ A (transmisyjny) — 1 sztuka oraz mikroskop elektronowy typ B (skaningowy) — 1 sztuka, ktére
zostang zainstalowane w tym samym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego pomieszczeniu — pomiesz-
czenie nr 05 (poziom -1), w siedzibie Zamawiajgcego, a adaptacja pomieszczenia musi zapewni¢ insta-
lacje oraz petng kompatybilnos¢ mikroskopéw w celu umozliwienia prawidtowej realizacji procesu na-
ukowo-badawczego.

1. TYP A: TRANSMISYIJNY MIKROSKOP ELEKTRONOWY - 1 sztuka:

Fabrycznie nowy transmisyjny mikroskop elektronowy dostosowany do pracy w warunkach
kriogenicznych, przeznaczony do obrazowania prébek biologicznych i zoptymalizowanego do
automatycznej rejestracji obrazéw pojedynczych czgsteczek (SPA) oraz tomogramow
elektronowych.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia:

PARAMETRY OPIS

l. MIKROSKOP

kolumna mikroskopu umieszczona w kompaktowej obudowie z izolacjg termiczng i
1. |akustyczng, zapewniajaca stabilng prace mikroskopu przy dopuszczalnych wahaniach
temperatury w pomieszczeniu do 0.5 °C;

2. | maksymalna wysokos¢ mikroskopu w obudowie: 2.8 m;

wyposazony w bezolejowy, automatyczny system utrzymywania wysokiej prézni oraz

3. system do kontroli temperatury i automatycznego uzupetniania ciektego azotu;
Il ZRODLO ELEKTRONOW
1 mikroskop pracuje przy napieciu przyspieszajgcym elektrony 200 kV i posiada fabryczny
* |alignment dla tego napiecia;
) mikroskop wyposazony w zrodto elektrondéw o wysokiej jasnosci (> 7.5x 107 A/m2srV),
" | stabilnosci i koherenciji, dziatajgce w oparciu o emisje polowg (Field Emission Gun, FEG);
IR KOLUMNA | OPTYKA
uktad optyczny obiektywowy mikroskopu wyposazony w soczewki o statej mocy
1 umozliwiajgcy stabilne obrazowanie prébek w warunkach kriogenicznych oraz wysoki

kontrast rowniez przy duzych katach wychylenia prébki (do +/- 70 stopni), zapewnione
przez odlegtos¢ pomiedzy nabiegunnikami wynoszacg przynajmniej 10 mm;
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mikroskop wyposazony w system automatycznych, zmotoryzowanych apertur oraz
ogranicznik wigzki (beam-stop) umozliwiajacy prace w trybie dyfrakcji;

mikroskop umozliwia szybka rejestracje zdje¢ z wykorzystaniem pozycjonowania przy
uzyciu bezaberacyjnego przesuniecia wigzki elektrondw oraz bezprazkowej iluminacji
probki;

uktad optyczny mikroskopu umozliwia obrazowanie prébki przy uzyciu réwnolegtej
wigzki elektrondéw podczas rejestracji wysokorozdzielczych zdjeé preparatéw;

uktad optyczny mikroskopu zapewnia limit informacyjny ponizej 0.21 nm;

znieksztatcenia liniowe nie moga by¢ wieksze niz 1% dla wszystkich powiekszen istotnych
dla obrazowania prébek biologicznych w technikach SPA i tomografii;

V. SYSTEM tADOWANIA PROBEK | STOLIK

mikroskop musi by¢ wyposazony w automatyczny system manipulowania prébkami
umozliwiajgcy zatadowanie przynajmniej 10 preparatdow podczas pojedynczego
zapowietrzenia $luzy mikroskopu, przechowywanie ich w warunkach kriogenicznych bez
widocznego obnizenia jakosci witryfikowanych preparatéw przez przynajmniej 72
godziny, oraz automatyczne umieszczanie na stoliku wybranych witryfikowanych
preparatow;

mikroskop musi posiadaé dedykowany uktad umozliwiajgcy ciggtg prace w warunkach
kriogenicznych, zapewniajacy stabilng temperature i jakos¢ witryfikowanych preparatow
wewnatrz kolumny, utrzymujacy minimalny przyrost lodu na prébce (maksymalna utrata
transmisji elektronéw na skutek przyrostu lodu < 2% w ciggu 24 godzin), minimalna
zywotnos$é preparatu umieszczonego w uchwycie prébek bez wykrywalnego pogorszenia
jego stanu: 90 godzin;

mikroskop musi umozliwiaé automatyczne uzupetnianie ciektego azotu w celu
zapewnienia stabilnej pracy w warunkach kriogenicznych;

mikroskop musi by¢ wyposazony w stolik umozliwiajgcy manipulacje prébek w osiach
X,Y,Z oraz wychylenie prébki pod katem do +/- 70 stopni, charakteryzujgcy sie wysoka
stabilnoscig (15 minut po wymianie prébki maksymalna predkos¢ dryfu musi by¢ nie
wieksza niz 0.1 nm/s; 60 minut po wymianie prébki maksymalna predkos¢ dryfu musi
by¢ nie wieksza niz 0.035 nm/s);

V. DETEKTORY

mikroskop musi byé wyposazony w ultraszybka, wysokorozdzielczg kamere rejestrujgca
pojedyncze elektrony (Direct Electron Detector, DED), zoptymalizowang do pracy przy
200 kV. Kamera musi spetnia¢ nastepujgce wymagania: minimalna szybkosci rejestracji
ramek: 320 fps, niski czas zwtoki pomiedzy rejestracjg kolejnych zdje¢ (maksimum 0.5 s),
kwantowa wydajno$¢ detekcji promieniowania (Detective Quantum Efficiency, DQE)
przynajmniej 0.62 przy potowie czestotliwo$ci Nyquista oraz przynajmniej 0.33 przy
czestotliwosci Nyquista;

mikroskop musi by¢ ponadto wyposazony w dodatkowg szybkg (przynajmniej 20 fps) i
automatyczng cyfrowg kamere umozliwiajgcg kalibracje i ocene jakosci wigzki oraz
wstepne przeszukiwanie prébki; kamera ta musi by¢ niewrazliwa na uszkodzenia pod
wptywem dziatania skupionej wigzki;

VI. ZGODNOSC Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA
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witryfikowane siatki muszg by¢ transferowalne z systemu w warunkach kriogenicznych
1. |bez ich dewitryfikacji tak, aby mozna je byto zatadowaé ponownie i przeanalizowaé¢ w
zamawianym kriomikroskopie;

VI. OPROGRAMOWANIE (UMOZLIWIAJACE REJESTRACJE DANYCH)

umozliwiajgce automatyczng kalibracje wigzki mikroskopu, monitoring parametréw
jakosci zdje¢ (ostros¢, dryf) w trakcie ich rejestracji, oraz zaprogramowanie
automatycznej rejestracji zdje¢ dla wszystkich preparatéw zatadowanych do
mikroskopu;

umozliwiajgce rejestracje danych tomograficznych (serii zdjeé zarejestrowanych pod
réznym katem); oprogramowanie musi umozliwiaé zaprogramowanie automatycznej
rejestracji danych tomograficznych dla zdefiniowanych obszaréw preparatu oraz
2. | monitoring parametréw jakosci zdje¢, ich wizualizacje, wstepng rekonstrukcje 3D w
trakcie ich rejestracji, oraz petng analizy danych tomograficznych, umozliwiajgce
natozenie na siebie zdje¢, rekonstrukcje 3D badanego obiektu, oraz wizualizacje
wynikéw;

umozliwiajgce rejestracje i automatyczne tgczenie wysokorozdzielczych zdjeé obszardw
preparatu, tworzgc mape obszaru probki wiekszego niz pojedyncza ekspozycja;

umozliwiajgce dostep do ustawien mikroskopu, komunikacje z mikroskopem oraz
4. |rejestracje danych przez zewnetrzne, niekomercyjne oprogramowanie takie jak
SerialEM;

mikroskop oraz kamery muszg by¢ dostarczone wraz z odpowiednim oprzyrzgdowa-
niem i komputerami do przechowywania danych, ktére umozliwig automatyczne prze-
chowywanie obrazéw zarejestrowanych przez kamere mikroskopu, podstawowe obli-
czenia z uzyciem procesoréw graficznych (GPU), oraz gromadzenie, przechowanie i
udostepnianie w ramach istniejgcej infrastruktury IT zarejestrowanych obrazéw.

5. | W szczegdlnosci, serwer do przechowywania zarejestrowanych obrazéw musi by¢ wy-
posazony w:

- 60 dyskow twardych SAS HDD 12 Gb/s, 7.2 kRPM o pojemnosci przynajmniej 20 TB
kazdy,

- przynajmniej dwa dodatkowe dyski SSD o pojemnosci 240 GB,

- przynajmniej 512 GB pamieci RAM typu DDR4-3200 z korekcjg ECC;

VIIl. WYPOSAZENIE DODATKOWE MIKROSKOP TYP A

2 zbiorniki cisSnieniowe na ciekty azot o pojemnosci co najmniej 120 | kazdy;

chtodziarka i kompresory niezbedne do prawidtowej pracy mikroskopu;

200 kompletéw pierscieni i klipséw zaciskowych do siatek;

B wiINIE

8 narzedzi do mocowania pierscieni zaciskowych do prébek;

Co najmniej 2 pesety do przenoszenia siatek umieszczonych w pierscieniach
zaciskowych

20 pudetek na siatki umieszczone w pierscieniach zaciskowych, wraz z co najmniej 1
narzedziem do przenoszenia pudetek na siatki

7. |urzadzenie umozliwiajgce szybkie ogrzanie i osuszenie wyzej wymienionych narzedzi;

co najmniej 2 kasety na siatki kompatybilne z systemem automatycznego tadowania

8. siatek do mikroskopu, wraz z co najmniej 2 pesetami do przenoszenia kaset
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9 co najmniej 1 stacje do fadowania siatek, umozliwiajgce umieszczenie siatek w kasecie
" |w warunkach kriogenicznych
10 co najmniej 1 stacje do przygotowywania zwitryfikowanych prébek do montazu w

kasecie poprzez umieszczenie ich w pierscieniach zaciskowych

11. | co najmniej 1 narzedzie do orientowania siatek

12. | co najmniej 2 pojemniki do transferu kaset z witryfikowanymi siatkami do/z mikroskopu

IX. WARUNKI GWARANCIJI | SERWISU

1. |wymagana jest gwarancja wykonawcy lub producenta;

wymagana jest gwarancja 24 miesigce oraz dodatkowy kontrakt serwisowy na kolejne
48 dodatkowych miesiecy po zakoriczeniu okresu gwarancji; kontrakt serwisowy nie
obejmuje kosztow czesci zamiennych (wytgcznie koszty dojazdu i godzin pracy
wykwalifikowanego personelu).

gwarancja obejmuje wszystkie czesci mikroskopu okreslone w specyfikacjach
technicznych, w tym kamere DED, oraz osprzet pomocniczy (generator wysokiego
3. |napiecia, chfodziarki, kompresory), wytaczajgc materiaty eksploatacyjne zuzywane w
procesie przygotowania prébek do badania oraz samego badania (siatki mikroskopowe,
ciecze kriogeniczne, itp.);

gwarancja obejmuje regularne aktualizacje oprogramowania dostarczonego wraz z
mikroskopem; aktualizacje muszg by¢ dostarczane nie rzadziej niz podczas corocznych

4. przeglagddw, oraz niezwtocznie w przypadku aktualizacji krytycznych, niezbednych do
poprawnej pracy oprogramowania;
gwarancja obejmuje wszelkie przeglady i prace konserwacyjne, co najmniej w zakresie
5 zalecanym przez producenta mikroskopu, ktére sg niezbedne dla zapewnienia petnej

funkcjonalnosci mikroskopu, przy czym przeglady nie mogg odbywad sie rzadziej, niz raz
w roku, pod koniec kazdego roku eksploatacji;

gwarancja obejmuje nieodptatng naprawe lub wymiane wszystkich czescii podzespotéw
6. |tak, aby zapewni¢ funkcjonalno$¢ mikroskopu i zachowanie przez niego wymaganych tg
specyfikacjg parametréw przez caty okres trwania gwarancji;

7. |gwarancja obejmuje koszty dojazdu i godzin pracy wykwalifikowanego personelu;

czas reakcji serwisu na usterke nie diuiszy niz 2 dni robocze od zgtoszenia przez
8. |Zamawiajacego, obejmujgca zarowno zdalng diagnostyke lub przyjazd do siedziby
Zamawiajgcego w zaleznosci od rodzaju usterki;

X. DOSTAWA MIKROSKOPU

1. |wszystkie koszty transportu, dostawy i instalacji ponosi Wykonawca;

miejscem dostawy jest siedziba Zamawiajgcego: Miedzynarodowy Instytut Biologii
Molekularnej i Komdrkowej w Warszawie, ul. Ksiecia Trojdena 4, 02-109 Warszawa;

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia pozytywnego wyniku optycznego testu
SAT (Site Acceptance Test) i zostang one zaakceptowane i podpisane przez
Zamawiajgcego. Test SAT obejmuje testy optyczne do wykazania osiggniecia wymaganej
rozdzielczosci (bez prébki) i ogdlnej jakosci danych (z prébkg) **;

Po zaakceptowaniu wynikdw testdw przez Zamawiajgcego oraz przygotowaniu i
podpisaniu przez obie strony protokotu rozpoczecia gwarancji oraz zaswiadczenia o
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przyjeciu sprzetu stanowig moment przeniesienia wiasnosci z Wykonawcy na
Zamawiajgcego;

XI. INSTALACJA MIKROSKOPU

instalacja mikroskopu w siedzibie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy w

1. pomieszczeniu nr 05 (poziom -1);
Xll. POZOSTALE WYMAGANIA

po instalacji mikroskopu, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia co najmniej

7 dniowego szkolenia aplikacyjnego w siedzibie Zamawiajgcego w zakresie zastosowan

1 oferowanego systemu do badan w obszarze biologii strukturalnej i komérkowej oraz

dodatkowo co najmniej 7 dni zdalnego szkolenia ze specjalistami do wykorzystania w
ciggu roku od instalacji urzadzenia, po wczesniejszym uzgodnieniu termindéw z
Zamawiajgcym;

** Catosciowa jakos¢ danych musi zosta¢ oceniona przez Wykonawce poprzez zebranie co
najmniej jednego zestawu danych przy uzyciu probki referencyjnej (np. oczyszczona apo-
ferrytyna dostarczona przez Zamawiajgcego lub Wykonawce) i poréwnaniu wynikéw
pomiaréw ze znanym modelem oraz poprzez analize ,w locie” danych pomiarowych
dotyczacych pojedynczych czastek dla prébki referencyjnej (na miejscu po zakoriczeniu
instalacji mikroskopu).
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2. TYP B - SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY -1 sztuka:

Fabrycznie nowy elektronowy mikroskop skaningowy z kolumng elektronowg (SEM) i elektronowo-
jonowg (SEM/FIB) ze zogniskowang wigzkg plazmy (Plasma focused ion beam scanning electron
microscopy PFIB SEM).

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia:

PARAMETRY OPIS

l. MIKROSKOP
Mikroskopy skaningowy z kolumng elektronowa (SEM) i elektronowo-jonowa (SEM/FIB) ze

1. skupiong wigzka plazmy (Plasma focused ion beam scanning electron microscopy PFIB SEM).
) Mikroskop wyposazony w Zrddto wigzki elektrondw z zimng emisjg polowa lub termicznie
) wspomagang emisjg polowg (emiter Schottky’ego).
Zdolnosc rozdzielcza obrazowania SEM w trybie SE przy 15 kV nie moze by¢ gorsza niz 0,7nm
3. (gwarantowana w miejscu instalacji).
4 Zdolnosc rozdzielcza obrazowania SEM w trybie SE przy 1kV ~ Nie gorsza niz 1,2 nm
) (gwarantowana w miejscu instalacji).
5 Zdolnosc rozdzielcza obrazowania SEM w trybie SE przy 500 V nie moze by¢ gorsza niz 1,5 nm
) (gwarantowana w miejscu instalacji).
6 Zdolnosc rozdzielcza obrazowania SEM w trybie STEM przy 30 kV nie moze by¢ gorsza niz 0,7
) nm (gwarantowana w miejscu instalacji).
Minimalny zakres energii elektronéw na prébce musi sie miesci¢ pomiedzy 100 eV — 30 keV.
Minimalny zakres pradéw wigzki elektronowej musi sie miesci¢ pomiedzy 5 pA — 100 nA.
9 Wymagana jest niezalezna regulacja wartosci napiecia przyspieszajgcego i pragdu wigzki
) elektronowej.
10. Wymagany jest uktad automatycznego justowania kolumny elektronowej i kolumny jonowej

mikroskopu.

11. | Wymagany jest uktad do pomiaru pragdu wiazki elektronowej i jonowe;j.

1. WYPOSAZENIE MIKROSKOPU

Zintegrowane z komorg SEM urzadzenie do czyszczenia plazmowego (plasma cleaner)
1. pozwalajgce na oczyszczenie powierzchni preparatu niskoenergetyczng plazma, bez
koniecznosci wyjmowania prébki z mikroskopu.

Mikroskop wyposazony w bezolejowy system prdzniowy lub réwnowazny. Wyposazony w
bezolejowg pompe prdézni wstepnej, pompe turbomolekularng oraz minimum dwie pompy

2. jonowe. Mozliwos¢ zapowietrzania komory mikroskopu w sposéb automatyczny czystym
azotem.

3 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w kompatybilny, zamkniety uktad chtodzenia wodnego

) (ang. chiller) typu woda-powietrze zapewniajacy stabilng prace catego systemu mikroskopu.

4 Urzadzenie musi by¢ wyposazone w kompresor powietrzny o parametrach odpowiednich do

prawidtowego funkcjonowania systemu.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w zewnetrzny panel operacyjny - Pozwalajgcy na regulacje
5. podstawowych, czesto uzywanych parametréw i funkcji, miedzy innymi: ostros¢,
powiekszenie, jasnos¢, kontrast, korekcja astygmatyzmu.
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System mikroskopu musi by¢ wyposazony w co najmniej 3 kolorowe monitory LCD
o przekatnej minimum 24 cale kazdy wraz z dedykowanym uchwytem montazowym.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w uktad do precyzyjnego lokalnego podawania gazu
roboczego (GIS) do depozycji platyny przy uzyciu wigzki elektronowej i jonowej. Uktad GIS
7. sterowany niezaleznie z poziomu gtéwnego interfejsu mikroskopu. Pojedynczy ukfad stuzy do
precyzyjnego podawania jednego rodzaju gazu. Wymagana mozliwos¢ pdzniejszej rozbudowy
urzadzenia o co najmniej 2 kolejne ukfady GIS.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w precyzyjny mikromanipulator do preparatyki probek TEM
(tj. przenoszenia lamelek na dedykowane siatki TEM). Zamawiajgcy wymaga by byt on
zintegrowany z gtdwnym oprogramowaniu urzgdzenia i sterowany zjego poziomu w
nastepujgcych parametrach:

8. - zakres ruchu w osi Z nie mniejszy niz 10 mm.

- minimalny krok przesuwu igty <100 nm.

- automatyczna rotacja igly manipulatora w zakresie 360°, przy czym przy obrocie o 180°
przesuniecie wzdtuz zadnej z osi nie moze by¢ wieksze niz 5 um.

- dryf igty <200nm/min.

1l. KOLUMNA | OPTYKA

Mikroskop musi byé wyposazony w kolumne jonowag (FIB - Focused lon Beam)
o nastepujgcych parametrach:

- zrodta jonéw: ksenon (Xe), argon (Ar), tlen (O), azot (N)

- minimalny zakres regulacji napiecia przyspieszajgcego jonow: od 3 kV do 30kV,

- minimalny zakres regulacji pradu wigzki jonéw: od 1,5 pA do 2,5 nA,

- liczba nastaw prgdu wigzki jonowej: 213,

- zdolnos¢ rozdzielcza przy 30 kV: €12 nm,

- maksymalne pole widzenia minimum: 22 mm,

- kat jaki tworzy wigzka jondw z wigzkg elektronéw musi umozliwia¢ podglad obrazu SEM
podczas preparatyki TEM wigzkg jonow.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w dziato elektronowe typu flood gun do neutralizacji
tadowania prébki podczas pracy z kolumng FIB zintegrowane w oprogramowaniu mikroskopu
2. i spetniajgce minimalne wymagania:

- energia elektronéw: minimum 150 eV,

- maksymalny prad wigzki: 21 pA.

V. SYSTEM tADOWANIA PROBEK | STOLIK

Mikroskop musi by¢ wyposazony w eucentryczny zmotoryzowany w 5-ciu osiach stolik na
probki. Wymagane zakresy ruchu stolika:

- w 0si X nie mniejsze niz 110 mm,

- w 0si Y nie mniejsze niz 110 mm,

- zakres przesuwu w osi Z nie mniejszy niz 50 mm,

- eucentryczny obrét wokét osi w zakresie 360 stopni dla wszystkich potozen XY,

- pochylanie w zakresie nie mniejszym niz od -30° do +70°.

2. Stolik musi umozliwiaé¢ umieszczania prébek lub akcesoriéw o wadze do 2000g.

Komora preparatu urzgdzenia musi posiadac:
3. - szerokos¢ nie mniejszg niz 300 mm,
- co najmniej 20 portow.

Sluza do szybkiej wymiany prébki musi byé zintegrowana z komora mikroskopu, akceptujaca
prébki o wymiarach:
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- $rednica: co najmniej 30 mm,
- wysokos¢: co najmniej 10 mm.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w uchwyty i nosniki prébek - Kompatybilne ze stolikiem
mikroskopu:

- uchwyt do zamocowania co najmniej 15 standardowych stolikdow okragtych o srednicy 12,7
mm.

- dedykowany stolik do polerowania jonowego duzych powierzchni o srednicach minimum
800 um wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

V. DETEKTORY

Wymagany jest detektor elektrondw wtérnych zewngtrzsoczewkowy (, out-lens”).

Wymagany jest detektor jonédw wtérnych Sl i elektrondw wtérnych SE zoptymalizowany do
pracy z kolumna jonowa (,,out-lens”).

Mikroskop elektronowy musi by¢ zintegrowany z mikroskopem swietlnym fluorescencyjnym,
gdzie fluorescencyjnie oznakowane cechy w prébkach mogg by¢ identyfikowane
bezposrednio w komorze prézniowej mikroskopu elektronowego.

Zrédto oéwietlenia CoolLED z 4 kanatami:

® 365, 460, GY(510-600), 635,

e Obrazowanie refleksyjne i fluorescencyjne: 4 kanaty fluorescencyjne kompatybilne z Se-
mrock LEDDA/FI/TR/Cy5-B-000,

e Obiektyw: co najmniej 20x, NA 0.7, Piezo-focusing,

e Pole widzenia co najmniej (przekatna) 700 um,

e Rozdzielczos¢ XY: co najmniej 500 nm ,

e Zmotoryzowany wymiennik filtrow (fluorescencja-refleksja),

e Kamera: z monochromatycznym sensorem CMOS,

e System musi posiadac wtasny interfejs oprogramowania do zarzgdzania wszystkimi funkcjami
mikroskopu fluorescencyjnego, umozliwiajac ptynne, iteracyjne przetaczanie miedzy pozy-
cjami obrazowania mikroskopu elektronowego i Swietlnego.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w detektor elektrondéw wstecznie rozproszonych BSE (,,out-
lens”) z podziatem na minimum 4 sektory rozmieszczone koncentrycznie wzgledem siebie,
zamontowane na ruchomym, wsuwanym ramieniu pozwalajgcym na umieszczenie detektora
pod nabiegunnikiem bez koniecznosci zapowietrzania mikroskopu. Wymagane sterowanie
detektorem z poziomu gtéwnego oprogramowania sterujgcego pracg mikroskopu. - Detektor
musi mie¢ czuto$¢ wystarczajgcg na obrazowanie BSE przy energiach od 700 eV bez
koniecznosci uzycia trybu spowalniania wigzki elektronowej. Detektor musi by¢
zoptymalizowany do pracy z jednoczesnym wykorzystaniem systemu EDS.

Mikroskop musi by¢ wyposazony w detektory wewnatrzsoczewkowe (,,in-lens”) Co najmniej
2 detektory wewnatrzsoczewkowe (wewnatrzkolumnowe in-lens) zapewniajgce precyzyjng
detekcje elektrondow wstecznie rozproszonych BSE i SE. Co najmniej jeden z detektoréow musi
pracowac zaréowno w trybie SE, jak i BSE. Detektory muszg by¢ rozmieszczone na réznych
wysokosciach kolumny elektronowej aby zapewni¢ podziat zbieranego sygnatu BSE w
zaleznos$ci od kata rozproszenia elektrondw.

VL. OBRAZOWANIE

A KRAJOWY . Sfinansowane przez o
é PLAN ngc:pospollta Unie Europejska { b
=—_- ODBUDOWY - 0fska NextGenerationEU * ok *

* *



::\/ s

g }'ﬁ}‘m“i H Dostawy Mikroskopdéw: Sprzedaz, dostawa, instalacja oraz uruchomienie zestawu dwéch fabrycznie

iy, AVAY ) ] ) X !

v..%\y w s nowych mikroskopow elektronowych wraz z adaptacjg pomieszczenia KPO4
‘-».»‘-.v’ _\’»"

Znak sprawy: ADZ.261.16.2024

Strona 92z 15

Mikroskop umozliwia jednoczesne zbieranie sygnatéw obrazowych SEM przy pojedynczym
1. skanie wigzkg elektronowg i wyswietlanie ich na ekranie jednego monitora z co najmniej 4
detektorow, w tym z 2 detektoréw wewnatrzsoczewkowych.

Minimalny zakres szybkosci skanowania (czas postoju wigzki elektronowej w punkcie)

2. ma miescic¢ sie w zakresie od 25 ns/piksel do 25 ms/piksel.
Sposoby skanowania obrazéw SEM: integracja wielu ramek z automatyczng korekcjg dryfu;
3 integracja liniowa, tj. wielokrotne skanowanie kazdej linii ramki celem poprawy stosunku

sygnat/szum; skanowanie przeplatane, co wybrang zdefiniowang przez uzytkownika linie
celem minimalizacji fadowania sie prébki.

Wymagana jest co najmniej jedna kamera CCD z podswietlaniem IR umozliwiajgca podglad
4, wnetrza komory mikroskopu podczas pracy, a obraz z tej kamery musi by¢ wyswietlany w
oprogramowaniu mikroskopu.

Wymagana jest wewnetrzna, zintegrowana kamera cyfrowa o rozdzielczosci co najmniej 5
megapikseli i polu widzenia obejmujgcym caty stolik z prébkami do wstepnego obrazowania
powierzchni preparatdw umieszczonych na stoliku oraz nawigacji prébek. Uzyskane obrazy
muszg by¢ w sposdb automatyczny przypisywane do koordynat przesuwu stolika

VII. OPROGRAMOWANIE FUNKCJI SPECJALISTYCZNYCH MIKROSKOPU

Mikroskop musi by¢ wyposazony w oprogramowanie kompatybilne z kolumng elektronows,
jonowa, uktadami GIS i mikromanipulatorem, realizujgce proces preparatyki lamelek TEM tj.
wycinania, wyciggania, przyczepiania na siateczke TEM w temperaturze pokojowe;j i rezimie
kriogenicznym oraz koricowego pocieniania w sposéb w petni zautomatyzowany. Ingerencja
operatora moze polega¢ jedynie na potwierdzaniu i akceptacji kolejnych automatycznie
wykonywanych krokéw.

Mikroskop musi posiada¢ oprogramowanie do automatycznego obrazowania SEM duzych
obszaréw proébki, ktore jest realizowane przez sekwencyjny przesuw stolika prébki
oraz zszywanie uzyskanych zdjec¢ sktadowych wraz z korekcjg ewentualnych przesunieé na ich
granicach. Oprogramowanie musi realizowa¢ obrazowanie:

2. - z wykorzystaniem wszystkich oferowanych detektoréw obrazowych (SE, BSE i STEM)

- w dowolnym, wskazanym obszarze prébki lub wielu jej obszarach lub na wielu prébkach, w
tym takze na siateczkach TEM.

- oprogramowanie musi posiada¢ wersje offline do przegladania uzyskanych zdjec
wielkoformatowych

Oprogramowanie do tomografii FIB/SEM Kompatybilne z kolumng FIB i SEM
do automatycznej tomografii FIB/SEM. Oprogramowanie to musi wykonywaé w sposéb
automatyczny i sekwencyjny rozpylanie jonowe przekroju prébki o zadang grubos¢,
przeplatane automatycznym obrazowaniem SEM odstanianego przekroju. Obrazowanie SEM
musi by¢ realizowane z uzyciem obrazowych detektoréw wewnatrz kolumnowych (,in-lens”)
znajdujacych sie na wyposazeniu mikroskopu.

Dedykowane oprogramowanie do rekonstrukcji, wizualizacji i segmentacji danych
tomograficznych  FIB/SEM, kompatybilne z formatem danych generowanych
przez oprogramowanie do tomografii FIB/SEM. Oprogramowanie musi:

- umozliwia¢ wykonywanie obliczen numerycznych na segmentowanych elementach
objetosci w oparciu o podany rozmiar voxela, w tym pola powierzchni, objetosci i udziatu,

- umozliwiaé centrowanie (wyréwnanie) obrazow na podstawie filtra korelacji,

- umozliwiaé wyswietlanie zrekonstruowanej objetosci wraz z rzutami w ptaszczyznach XY, XZ
iYZ,

- umozliwia¢ segmentacje elementéw objetosci w sposdb reczny (poprzez obrysowywanie),
automatyczny (poprzez interpolacje) oraz mieszany (poprzez interpolacje i obrysowywanie),
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- zachowac petng funkcjonalnos¢ bez ograniczenia czasowego,
- umozliwia¢ rejestracje filméw, w tym z ruchem kamery po dowolnej trajektorii wokét
zrekonstruowanej objetosci.

VIIl. OPROGRAMOWANIE STERUJACE PRACA MIKROSKOPU

Musi umozliwiaé¢ automatyczng korekcje astygmatyzmu,

Musi umozliwiaé¢ automatyczne ustawienie ostrosci obrazu,

Musi umozliwiaé automatyczne ustawienie jasnosci i kontrastu obrazu,

Musi umozliwia¢ ustawienie parametréw urzadzenia takich jak: powiekszenie, energia

4. elektrondw pierwotnych osiggajacych probke, wybdr trybu obrazowania,
Musi umozliwia¢ akwizycje i zapisywanie (wraz z zestawem wszystkich parametréw pracy
5 mikroskopu) obrazéw o maksymalnej rozdzielczosci minimum 25 megapikseli w co najmniej

nastepujgcych przyjetych standardach: TIFF, BMP i JPEG w skali szarosci nie mniejszej niz 24
bity.

Musi umozliwiac zapisanie jednoczesnie zarejestrowanych obrazéw przy uzyciu przyrostowej
6. nazwy pliku, przy czym wszystkie zapisane w danym momencie obrazy bedg mie¢ takg sama
przyrostowa liczbg i inny zdefiniowany przez uzytkownika prefiks,

7. Musi umozliwiac rejestracje sekwencji video co najmniej w formacie .avi,

Musi umozliwia¢ pomiary odlegtosci, pdél powierzchni i katéw bezposrednio na ekranie
monitora z zapisem rezultatéw pomiaru;

Musi umozliwiaé zapisywanie i przywotywanie parametréw skanowania (takich jak: czas
9 postoju wigzki w punkcie, sposdb skanowania itp). W danym momencie oprogramowanie
musi zapewnia¢ dostep do co najmniej 6 zestawdw takich parametréw.

Musi posiadaé¢ funkcje zapisujagcg w sposdb automatyczny i dynamiczny minimum 20
10. |ostatnich ustawied mikroskopu (np. parametrow wigzki i skanowania, ustawien
stygmatordw), po czym umozliwiajgca ich przywotywanie.

Oprogramowanie sterujgce mikroskopu i wszystkie aplikacje specjalistyczne dotgczone do
oferowanego urzadzenia muszg by¢ uruchamiane w systemie operacyjnym co najmniej MS
11. |Windows 10 Professional lub réwnowainym i kompatybilne z innymi standardowymi
programami $rodowiska Microsoft Windows*. / parametry réwnowaznosci dla systemu
Windows 10 znajdujg sie w zatgczniku do OPZ.

X. WYPOSAZENIE DODATKOWE MIKROSKOP TYP B

1 szt. - zbiornik ci$nieniowy na ciekty azot o pojemnosci co najmniej 50 |

2. 200 kompletow pierscieni i klipséow zaciskowych do siatek do mikroskopu PFIB

100 szt - potksiezycowe siatki miedziane przeznaczone do precyzyjnego podnoszenia i
3. przenoszenia probek kriogenicznych podczas procedury wycinania lamelli (cryo lift-out) oraz
dodatkowo maksymalnie 100 szt. w ramach prawa opcji

10 szt. koncowek igiet uzywanych do precyzyjnego podnoszenia i przenoszenia prébek
kriogenicznych (cryo lift-out) oraz dodatkowo maksymalnie 50 sztuk w ramach prawa opcji

statyw 3mm na szafirowe dyski;

statyw 3mm na kapsutki pochodzgce z urzadzenia do mrozenia pod ciSnieniem

Jednostka sterujgca - komputer pozwalajagcy na ptynng prace podczas rekonstrukc;ji
7. i wizualizacji 3D wraz z monitorem o minimalnej przekatnej ekranu 27”, dyskiem o pojemnosci
minimum 8 TB oraz dedykowang kartg graficzna.
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Z urzadzeniem musi zostaé¢ dotgczony automatyczny uktad zabezpieczerh mikroskopu na
8. wypadek awarii zasilania, spadku napiecia, w postaci UPS’a z filtrami, zapewniajacy
podtrzymanie zasilania Urzadzenia do minimum 15 minut.

9. Wymagane jest biurko dedykowane do pracy przy mikroskopie.

Urzadzenie musi by¢ dostarczone w stanie gotowym do pracy bez koniecznosci kupna
dodatkowych przystawek, okablowania, licencji, urzadzen niezbednych do jego uruchomienia
i prawidtowego funkcjonowania. Mikroskop musi zawiera¢ zestaw wszystkich

10. potrzebnych przewodéw (kabli elektrycznych, swiattowodowych i innych) do potaczen, o
dtugosciach wystarczajgcych do podtaczenia mikroskopu, kompresora, systemu chtodzenia i
UPS.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system do zdalnej diagnostyki i analizy stanu urzgdzenia
11, za posrednictwem sieci Internet, co wptynie na znaczne skrdécenie czasu niezbednego do

zdiagnozowania i usuniecia usterek oraz pozwoli rowniez na skrdcenie czasu przestoju
urzadzenia do niezbednego minimum.

Ukfad zasilania awaryjnego musi posiadaé¢ zestaw wszystkich potrzebnych przewodéw do
12. |potaczen, o dtugosci wystarczajgcej do podtgczenia mikroskopu na odlegtosci co najmniej 5
m.

X. WARUNKI GWARANCII | SERWISU

1. |wymagana jest gwarancja wykonawcy lub producenta;

wymagana jest gwarancja 24 miesigce oraz dodatkowy kontrakt serwisowy na kolejne 48
dodatkowych miesiecy po zakorczeniu okresu gwarancji; kontrakt serwisowy nie obejmuje

2. kosztow czesci zamiennych (wytgcznie koszty dojazdu i godzin pracy wykwalifikowanego
personelu).
3 W ramach gwarancji Wykonawca pokrywa koszty cze$ci zamiennych oraz ustugi: robocizny,
) dojazdéw oraz noclegdw autoryzowanego serwisu producenta.
a Gwarancja musi obejmowa¢ wszystkie czesci mikroskopu PFIB SEM okreslone w

specyfikacjach technicznych.

Gwarancja musi obejmowaé nieodptatng naprawe lub wymiane wszystkich czesci i
5. podzespotéw tak, aby zapewnié petng funkcjonalnosé mikroskopu i zachowanie przez niego
wymaganych tg Specyfikacja parametrow przez caty okres trwania gwarancji.

Gwarancja nie obejmuje materiatdw eksploatacyjnych zuzywanych w procesie przygotowania

6. probek do badania oraz samego badania.
2 Czas reakcji serwisu na usterke nie dtuzszy niz 2 dni robocze od zgloszenia przez
) Zamawiajgcego.
W ramach gwarancji Wykonawca przeprowadzi 2 petne przeglady i prace konserwacyjne
catego systemu, co najmniej w zakresie zalecanym przez producenta mikroskopu, ktére sg
8 niezbedne dla zapewnienia petnej funkcjonalnosci mikroskopu i zachowania przez niego

wymaganych tg Specyfikacja parametréw przez caty okres trwania gwarancji, przy czym
przeglady nie moga odbywal sie rzadziej, niz raz w roku, pod koniec kazdego roku
eksploatacji.

Gwarancja obejmuje regularne aktualizacje oprogramowania dostarczane podczas
9. corocznych przegladéw gwarancyjnych lub niezwtocznie w przypadku, gdy dostepne s3
krytyczne aktualizacje niezbedne do poprawnej pracy oprogramowania

Xl. POZOSTALE WYMAGANIA

Wymagana jest instrukcja obstugi mikroskopu i wszystkich podzespotéw (FIB, GIS,
1. mikromanipulator, uktad chtodzacy, kompresor, itp.) w jezyku polskim lub angielskim. Obstuga
wszystkich elementéw Urzadzenia/systemdéw musi byé mozliwa przy wykorzystaniu jezyka
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polskiego lub angielskiego (dotyczy to w szczegdlnosci opisu elementéw sterujgcych na
konsolach, klawiaturze, urzgdzeniach itd.).
5 Instalacja mikroskopu w siedzibie Zamawiajgcego lezy po stronie Wykonawcy w
) pomieszczeniu nr 05 (poziom -1);
3 Wymagana jest dostawa, instalacja, uruchomienie, testowanie systemu wraz z poduktadami i

bezptatne szkolenie uzytkownikéw wskazanych przez Zamawiajgcego .

4, Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia testow akceptacyjnych

Wymagane jest 16 dniowe petne szkolenie z zakresu obstugi wszystkich elementéw systemu
oraz szkolenie aplikacyjne w zakresie wysokorozdzielczego obrazowania na mikroskopie dla

> co najmniej 4 oséb, w laboratorium Zamawiajgcego po instalacji do wykorzystania w ciggu
roku od instalacji urzagdzenia po wczesniejszym uzgodnieniu termindéw z Zamawiajgcym.
Wszystkie koszty transportu i dostawy muszg by¢ zawarte w cenie oferty. Umowe uwaza sie
za zakonczong, gdy Wykonawca przedstawi pozytywne wyniki optycznego testu SAT (Site

6 Acceptance Test) i zostang one zaakceptowane i podpisane przez Zamawiajacego. Optyczny

test SAT (Site Acceptance Test) to procedura testowa przeprowadzana na miejscu instalacji
sprzetu lub systemu, aby potwierdzi¢, ze spetnia on specyfikacje i wymagania okreslone w
umowie

3. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:
MAKSYMALNIE 6 MIESIECY OD DNIA PODPISANIA UMOWY.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI ORAZ ARANZACII POMIESZCZENIA NR 5 (poziom -
1):

4.1. Zamawiajgcy zaleca, aby Wykonawca, przed ztozeniem oferty, dokonat oceny ob-
szaru dedykowanego dla instalacji zestawu mikroskopow w ramach wizji lokalnej w
trakcie ktorej dokona:

4.1.1. analizy dostepnosci wymaganych medidw, punktdw ich przytaczenia, mozli-
wego przebiegu przytaczy, itp.;

4.1.2. pomiardw czynnikéw srodowiskowych, ktére mogg mieé potencjalny wptyw na
przyszte dziatanie mikroskopu, poprzez ograniczenie lub pogorszenie parame-
tréw jego pracy, wskazanych w niniejszej specyfikacji technicznej;

4.2. Wykonawca zaprojektuje i wykona niezbedng aranzacje oraz adaptacje przestrzeni
przeznaczonej na potrzeby mikroskopu,

4.3. Adaptacja ma na celu zapewnienie takich parametrow pomieszczenia aby instalacja
obydwu mikroskopéw mogta dojs¢ do skutku oraz by ich wzajemne oddziatywanie nie
powodowato negatywnych skutkéw dla procesu naukowo-badawczego.

4.4. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc za zapewnienie srodowiskowych wa-
runkdéw pracy, koniecznych do osiggniecia wymaganych, wynikajgcych z niniejszej spe-
cyfikacji parametrow uzytkowych mikroskopéw z uwzglednieniem ponizszych ele-
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4.4.1. instalacji wewnetrznych, tj. okablowania, oswietlenia, gniazd elektrycznych,
wentylacji, klimatyzacji itp.,

4.4.2. izolacji mikroskopdw od srodowiska zewnetrznego w zakresie koniecznym do
zagwarantowania, ze praca mikroskopow nie bedzie zaktécana przez jakiekolwiek
zewnetrzne lub wewnetrzne czynniki, ktére Wykonawca mégt zidentyfikowac i
zmierzy¢ w czasie wymienionej oceny obszaru instalacji mikroskopu, w szczegdl-
nosci pol elektromagnetycznych.

5. PRAWO OPCII:

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢é skorzystania z prawa opcji obejmujgcego zakup i dostawe
dodatkowych akcesoriow do mikroskopdw. Zakres przedmiotowy zamédwienia dodatkowego
realizowanego w ramach prawa opcji zostat, jak réwniez jego maksymalny wymiar zostat
wskazany ponizej. Realizacja prawa opcji jest wytaczng decyzja Zamawiajgcego. Decyzja
dotyczaca realizacji prawa opcji oraz jego zakresu zostanie przekazana Wykonawcy w terminie
90 dni od dnia podpisania umowy i jest uzalezniona od mozliwosci finansowych
Zamawiajgcego. Warunki realizacji prawa opcji zostaty szczegdétowo okreslone w zataczniku nr
2 do SWZ — istotne postanowienia umowne.

DODATKOWE AKCESORIA DO MIKROSKOPOW W RAMACH ZAMOWIENIA OPCJONALNEGO:

- dodatkowe zbiorniki ci$nieniowe na ciekty azot o pojemnosci co najmniej 120 | kazdy -> do 2
sztuk

- komplety pierscieni i klipsdw zaciskowych do siatek -> do 1000 sztuk

- komplety pierscieni i klipsdw zaciskowych do siatek do mikroskopu PFIB -> do 600 sztuk

- narzedzia do mocowania pierscieni zaciskowych do prébek -> do 4 sztuk

- pudetka na siatki umieszczone w pierscieniach zaciskowych -> do 100 sztuk

- n6z diamentowy do krojenia ultracienkich skrawkdéw, o dtugosci ostrza 3 mm i kacie
nachylenia ostrza 352 -> do 1 sztuki

- n6z diamentowy do trymowania bloczkéw przygotowywanych do mikroskopii elektronowej
o kacie nachylenia ostrza 452 -> do 1 sztuki

- n6z diamentowy do trymowania bloczkdéw przygotowywanych do mikroskopii elektronowej
o kacie nachylenia ostrza 902 -> do 1 sztuki
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zatacznik
warunki réwnowaznosci dla Windows 10 Professional

Windows 10 Professional lub rownowazny spetniajacy nastepujace warunki:

1. System musi w petni wspoétpracowac ze srodowiskiem Active Directory MS Windows Server
2003/2012/2019

2. Zarzadzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posia-
dang przez Zamawiajgcego),

3. musi mie¢ mozliwos¢ tworzenia wielu kont uzytkownikéw o réznych poziomach uprawnien,
zabezpieczony hastem dostep do Systemu, konta i profile uzytkownikdw zarzadzane zdalnie;
praca Systemu w trybie ochrony kont uzytkownikdw,

4. musi mie¢ zintegrowang zapore sieciowg oraz zintegrowang z Systemem konsole do zarza-
dzania ustawieniami zapory i regutami IP v4 i v6,
musi by¢ wyposazony w graficzny interfejs uzytkownika,
musi posiada¢ wbudowane co najmniej nastepujace elementy zlokalizowane: menu, system
pomocy, komunikaty systemowe,

7. musiposiadac¢ zdalng pomoc i wspétdzielenie aplikacji — mozliwo$é zdalnego przejecia sesji
zalogowanego uzytkownika celem rozwigzania problemu z komputerem,

8. musi posiadac zintegrowane oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup), au-
tomatyczne wykonywanie kopii plikéw z mozliwosciag automatycznego przywrdcenia wersji
wczesniejszej; mozliwosé przywracania plikdw systemowych.

9. musi posiada¢ zintegrowany z Systemem modut wyszukiwania informacji (plikéw réznego
typu) dostepny z kilku pozioméw: poziom menu, poziom otwartego okna Systemu operacyj-
nego.

10. System musi pozwala¢ na instalacje oprogramowania uzytkowanego na komputerach Zama-
wiajgcego bezposrednio na Systemie operacyjnym, tj. bez emulowania srodowisk zastep-

czych wtym:

10.1. MS Office 2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Ac-
cess),
10.2. OpenOffice,
11. Licencja musi:
11.1. by¢ nieograniczona w czasie,
11.2. pozwala¢ na instalacje zaréwno 64 jak i 32-bitowej wersji Systemu,
11.3. pozwalaé na uzytkowanie komercyjne,
11.4. pozwala¢ na instalacje na oferowanym sprzecie nieograniczong ilos¢ razy,
11.5. mie¢ mozliwos¢ skonfigurowania przez administratora regularnego i automatycz-

nego pobierania ze strony internetowej producenta Systemu operacyjnego i instalowania
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aktualizacji i poprawek do systemu operacyjnego,

11.6. gwarantowac¢ darmowe aktualizacje w ramach wersji Systemu operacyjnego przez
Internet (niezbedne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczenstwa musza by¢ dostar-
czane bez dodatkowych optat); internetowa aktualizacja zapewniona w jezyku polskim;

by¢ wieczysta w zakresie uprawnienia do korzystania z Systemu.

11.7.
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